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Одной из ключевых задач стратегически ориентированной политики 

материально-технического обеспечения в условиях рынка является оценка 

и выбор поставщика, обладающего определенной конкурентной стратеги-

ей.  

Так как поставщик является субъектом хозяйствования, который со-

здает товар, то он обладает определенным потенциалом. 

В результате рассмотрения литературных источников установлено, 

что: 

1) авторами, как правило, оценивается эффективность использования 

составляющих потенциала, а не его состояние. Поэтому предлагается оце-

нивать не только эффективность использования потенциала, но и его со-

стояние у предприятия-поставщика; 

2) потенциал – это системное образование ресурсов, определенного 

состояния, характеризующегося соответствующими количественными и 

качественными параметрами, отражающее содержащиеся возможности 

развития субъекта и включает:  

– производственный потенциал (материальная составляющая пред-

приятия-поставщика) представлен тремя составляющими: технологиче-

ский, технический и пространственно-организационный; 

– ресурсный потенциал (организационно-функциональная составля-

ющая) состоит из производственного, кадрового, финансового, информа-

ционного, коммуникационного и организационно-управленческого потен-

циалов; 

– интегральный потенциал – общий потенциал предприятия-

поставщика. Его образуют ресурсный потенциал вместе с организационно-

хозяйственным и организационно-деловым.  

Таким образом, потенциал характеризует как внутренние возможно-

сти предприятия-поставщика так и возможности взаимодействия с други-

ми предприятиями во внешней среде. 

Оценивать состояние интегрального потенциала предлагается по 

формуле среднегеометрической, учитывая темпы изменения предложен-

ных показателей, характеризующих каждую составляющую потенциала. 

Это позволит субъектам хозяйствования более объективно определять оп-

тимального поставщика. 
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Установка для вакуумно-плазменной обработки материалов интен-

сивно используется в Белорусско-Российском университете для улучшения 

эксплуатационных свойств материалов. Сущность способа вакуумного мо-

дифицирования металлов и сплавов заключается в том, что изделия поме-

щают в вакуумную камеру на катод. Из камеры откачивают воздух и 

включают цепь питания источника высокого напряжения, в результате че-

го возникает пробой разрядного промежутка. Далее, управляя источником 

высокого напряжения и вакуумными клапанами, устанавливают давление 

остаточных газов, напряжение горения разряда и плотность тока в необхо-

димых пределах. 

Данная установка не оснащена системой управления и для обслужи-

вания требует подготовленных специалистов-операторов. При этом упроч-

нение материалов, подвергнутых плазменному воздействию, в значитель-

ной степени зависит от профессиональной квалификации и опыта операто-

ра.  

Актуальность автоматизации технологических процессов плазменного 

упрочнения определяется, во-первых, стремлением повысить эксплуатаци-

онные свойства материалов, что возможно только с исключением челове-

ческого фактора, и, во-вторых, обостряющимся дефицитом высококвали-

фицированных операторов установок.  

Однако автоматизация процессов вакуумно-плазменного упрочнения 

наталкивается на ряд серьезных трудностей. На свойства упрочненных ма-

териалов влияет целый ряд параметров технологического процесса, для 

контроля за которыми необходимы специальные приборы. В свою очередь, 

если в алгоритм управления не введены все переменные факторы, оказы-

вающие влияние на процесс упрочнения, и не предусмотрены соответ-

ствующие коррекции управляющего воздействия, то технологический 

процесс не может быть автоматически воспроизведен с требуемым каче-

ством.  

Для установки вакуумно-плазменного упрочнения разрабатывается 

система управления, позволяющая поддерживать значения вакуума при 

определенных значениях тока и напряжения горения тлеющего разряда. В 

системе управления также предусмотрен таймер, с помощью которого 

происходит отключение питающего напряжения. 

  




